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Приложение

Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ программы «Компонент-Ф», по которым проводится конкурс организаций-исполнителей
	№
п/п
	Направления реализации
программных мероприятий
	Срок выполнения
	Объем финансирования

бюджет

внебюдж.

тыс. росс. руб.

	1
	2
	3
	4

	1.
	1.3 НИР «Разработка физико-технических принципов и технологии изготовления высококачественных ориентированных НРНТ (High Pressure High Temperature) алмазных подложек с ненарушенной кристаллической структурой поверхностного слоя для эпитаксиального наращивания CVD-методом монокристаллов большого размера оптоэлектронного назначения»

Шифр «Алмаз РБ»
	2023- 2026 гг.
	25 000,00
7 500,00

	2
	1.5 НИР «Разработка высокоэффективной технологии наноразмерной обработки и модифицирования поверхности конструкционных композиционных материалов на основе карбида кремния для повышения эксплуатационных характеристик элементов оптоэлектронных устройств»

Шифр  «Подложка РБ»

	2023- 2026 гг.
	25 000,00
7 500,00

	3
	1.6 ОКР «Разработка современной прецизионной технологии изготовления монокристаллических пластин А3В5 с высокосовершенной поверхностью для подложек эпитаксиальных структур фотоники» 

Шифр «Пластина РБ»
  
	2023- 2026 гг.
	40 000,00
20 000,00

	4
	1.7 ОКР «Разработка базовой технологии процесса ионной полировки подложек для повышения лазерной прочности и уменьшения шероховатости поверхности, разработка технологий создания высокопрочных покрытий для мощных лазерных систем, опытного образца лазерной установки для контроля качества поверхностей и покрытий» 

Шифр «Поверхность РБ»
1.7.1 ОКР «Разработка ионных источников кислорода для макета установки ионной полировки  поверхностей оптических деталей методом двойного ионно-лучевого распыления/ осаждения и операционных карт на процессы полировки оптических деталей»

	2023- 2026 гг.
	6 655,00
0,00


	5
	2.1 ОКР «Разработка базовой технологии перспективных широкозонных нитридных гетероструктур AlGaInN и AlGaN и создание на их основе образцов оптоэлектронных устройств различного назначения»

Шифр «Гетероструктура РФ и РБ»

2.1.1 НИР «Формирование ультрафиолетовых (УФ) свето- и фотодиодов на пластинах гетероструктур. Создание экспериментальных образцов УФ фотодиодов»

	2024- 2026 гг.

	5 500,00

5 500,00


	6
	2.1 ОКР «Разработка базовой технологии перспективных широкозонных нитридных гетероструктур AlGaInN и AlGaN и создание на их основе образцов оптоэлектронных устройств различного назначения»

Шифр «Гетероструктура РФ и РБ»

2.1.2 НИР «Создание экспериментальных образцов УФ светодиодов на основе пластин гетероструктур и исследование их излучательных свойств»

	2026- 2026 гг.

	1 500,00

1 500,00


	7
	2.3 ОКР «Разработка новых компонент на основе нанопористого анодного оксида алюминия, модифицированного атомарными слоями Al2O3 и редкоземельными металлами методом атомно-слоевого осаждения (ALD) для преобразования оптических сигналов и создания перспективных высокоэффективных систем фотоники различного назначения»  

Шифр «Оксид РБ»
 
	2023- 2026 гг.
	37 000,00
18 500,00

	8
	3.2 ОКР «Разработка конструкции и технологии изготовления мощных высокоскоростных фотодиодов на диапазон длин волн 1,25-1,65 мкм с частотой модуляции до 50 ГГц»

Шифр «Фотодиод РФ и РБ»
	2023- 2026 гг.
	53 000,00
26 500,00

	9
	3.3 ОКР «Разработка новых эффективных люминофоров и перспективных осветительных устройств
Шифр «Люминофор РБ»
3.3.1 ОКР «Разработка и изготовление опытного образца лазерной фары»

	2023- 2026 гг.

	12 000,00

12 000,00


	10
	3.3 ОКР «Разработка новых эффективных люминофоров и перспективных осветительных устройств

Шифр «Люминофор РБ»

3.3.2 ОКР «Разработка и создание опытных образцов «белых» люминофорных композиций»

	2023- 2026 гг.
	6 000,00

6 000,00



	11
	3.6 НИР «Разработка акустооптических устройств модуляции и дефлекции квазибездифракционных световых пучков в видимом и ближнем ИК диапазоне на основе новых перспективных кристаллов». 

Шифр «Бессель РФ и РБ»
3.6.1 НИР «Теоретическое исследование особенностей дифракции квазибездифракционных световых пучков (КБСП) в одноосных и двуосных кристаллах. Рассчет оптимальных срезов и ориентаций граней акустооптических (АО) ячеек из сверхчистого TeO2 и стехиометрического LiNbO3 кристаллов с целью проектирования на их основе перспективных АО устройств модуляции и дефлекции гауссовых и КБСП в видимом и ближнем ИК диапазонах»

	2023- 2026 гг.

	3 300,00

1 100,00


	12
	3.6 НИР «Разработка акустооптических устройств модуляции и дефлекции квазибездифракционных световых пучков в видимом и ближнем ИК диапазоне на основе новых перспективных кристаллов». 

Шифр «Бессель РФ и РБ»

3.6.2 НИР «Теоретическое исследование и определение оптимальных срезов и ориентаций граней акустооптических (АО) ячеек из кристаллов LiBi(MoO4) и NaBi(MoO4)2  для изготовления АО модуляторов и дефлекторов световых пучков гауссова и бесселева типа видимого и ближнего ИК диапазонов»

	2023- 2026 гг.
	1 500,00

500,00

	13
	3.9 ОКР «Разработка линейки опытных образцов кремниевых мультипиксельных лавинных фотодиодов видимого и ближнего ИК диапазонов» 

Шифр «Лавина РБ»

	2023- 2026 гг.
	38 000,00
19 000,00

	14
	3.9 ОКР «Разработка линейки опытных образцов кремниевых мультипиксельных лавинных фотодиодов видимого и ближнего ИК диапазонов» 

Шифр «Лавина РБ»
3.9.1 ОКР «Разработка технологии изготовления и изготовление линейки опытных кремниевых мультиплексных лавинных фотодиодов видимого и ближнего ИК диапазонов»
	2023- 2026 гг.
	20 900,00
12 000,00


